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Vergleich von Projektoren
fur aktive photogrammetrische 3D-Messsysteme

Zur prazisen 3D-Vermessung von Objektoberflachen werden unter anderem photo-
grammetrische Stereo-Kamerasysteme mit Musterprojektion verwendet [1]. Eine
verbreitete Methode ist dabei das Phasen-Schiebe-Verfahren [2], bei dem Streifen-
muster mit sinusférmigen Grauwertverlauf auf die Objektoberflache projiziert wer-
den, um jeden Oberflachenpunkt in verschiedenen Kameras eindeutig zuordnen zu
kdénnen.

Die Genauigkeit der 3D-Messung dieser Systeme hangt neben den Abbildungsei-
genschaften der verwendeten Kameras und Objektive auch entscheidend von den
verwendeten Projektoren ab. Wegen ihrer Flexibilitdat und fallender Kosten werden
heute hauptsachlich digitale Projektoren verwendet. Dabei haben sich in den letzten
Jahren verschiedene Technologien entwickelt, u.a. LCD, DLP und LCoS-Projektoren
mit Halogen-Metalldampflampen, LED- oder Laserbeleuchtung.

Am Lehrstuhl Technische Informatik sind sowohl LCD-, DLP- als auch LCoS-
Projektoren vorhanden, die an einem Multikamera-Messaufbau getestet werden
konnen. Aufgabe des Studenten ist die Inbetriebnahme des Messsystems mit ver-
schiedenen Projektortypen mit dem Ziel, vergleichbare Messungen fur das Phasen-
Schiebe-Verfahren durchfiihren zu kdnnen. Anhand von geeigneten Testoberflachen
soll der Einfluss des Projektors auf die Messgenauigkeit der 3D-Daten untersucht
und fur die vorhandenen Projektortypen verglichen werden.
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